
MEMSデバイス（聴覚補綴器）
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技術相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。（地独）大阪産業技術研究所
電子・機械システム研究部
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3つの要素の統合・集積化

圧電材料 多電極配列基板

スイッチ

・音響センサ→ 齧歯類動物の可聴域（～60 kHz）に選択的感度を有する。
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マウスの聴覚野への電気刺激による神経誘発活
動領域の光測定結果。フラビンタンパク質自家蛍
光イメージングにより、誘発応答が確認できた。
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・BMI(細胞インターフェース) → 刺入型多電極プローブの試作

片持ち梁・フィッシュボーン型MEMS音響センサ


